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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Trennung eines Stoffgemischs durch Destillation

(57)  Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur
Trennung eines Stoffgemischs durch Destillation in ei-
nem Destilliersdulen-System, das mindestens eine erste ( 227 11
Destilliersaule (2) aufweist. Das Stoffgemisch (1) wird in 14-1

die erste Destilliersaule (2) eingeleitet. Eine Kopffraktion
aus der ersten Destilliersaule wird in einem ersten Kopf- [

kondensator (101) in indirektem Warmeaustausch mit ei-
nem gasférmigen Kihlmedium (11, 10, 110) mindestens 15
teilweise kondensiert. Das dabei gewonnene Kondensat 18-
wird mindestens teilweise als Ricklauf auf die erste De-
stilliersaule (2) aufgegeben. Dem gasférmigen Kihime- ) 10
dium (112, 12) stromabwarts des ersten Kopfkondensa- N
tors (101) wird eine FlUssigfraktion (14, 16) des Kiihime-
diums zugemischt (13), und zwar wahrend des stationa-
ren Betriebs des Destilliersdulen-Systems. Das dabei » ]
gebildete vermischte Kiihimedium (18) wird durch einen 110 3 210
Warmetauscher (19) geleitet, in dem das Kihimedium 111 211

(11) stromaufwarts des ersten Kopfkondensators (101)

durch indirekten Wéarmeaustausch abgekuhlt wird. Die

Temperatur des Kiihimediums (110) beim Eintritt in den 101
ersten Kopfkondensator (101) wird durch Einstellung
(17) der Menge der zugemischten Flussigfraktion (16)
geregelt. Das vermischte Kihimedium (18) wird strom-
abwarts des Warmetauschers (19) entweder nicht zu
dem ersten Kopfkondensator (101) zurtickgefihrt, oder 1 2 ~5
ein Teil des vermischten Kiihimediums (18) stromab- -
warts des Warmetauschers (19) wird in einem Kreislauf,
der ein Kreislaufgeblase aufweist, zu dem ersten Kopf-
kondensator (101) zurlickgefihrt, wobei das zurlickge-
fuhrte Kiihimedium in dem Kreislauf nicht arbeitsleistend 102
entspannt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein zur Trennung eines
Stoffgemischs durch Destillation gemaf dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1.

[0002] Derartige Kopfkiihlungen werden zum Beispiel
in der Krypton-Xenon-Gewinnung eingesetzt, bei der aus
einem krypton- und xenonhaltigen Stoffgemisch, das aus
einer Luftzerlegungsanlage stammt, reine oder weitge-
hend reine Krypton- und Xenon-Produkte hergestellt
werden.

[0003] Ein Verfahren der eingangs genannt Art ist bei-
spielsweise aus DE 4202468 A1 bekannt, die sich mit
der Kopfkiihlung einer Xenonsaule befasst. Hier wird in
dem "ersten Kopfkondensator", der Riicklauf fir die Xe-
nonsaule produziert, gasférmiger Stickstoff als Kiihime-
dium eingesetzt, der bei dem indirekten Warmeaus-
tausch in dem Kopfkondensator angewarmt wird. Hier
wird die Temperatur des gasférmigen Kihimediums
durch direktes Einspritzen von Flussigstickstoff strom-
aufwarts der Einleitung in den Kopfkondensator einge-
stellt.

[0004] Alternativ kann die Temperatur des Kihimedi-
ums durch Mischen zweier Stréme eingestellt werden,
die unter verschiedenen Temperaturen verfugbar sind,
beispielsweise von warmem und tiefkaltem Druckstick-
stoff. Der warme Druckstickstoff weist dabei etwa Um-
gebungstemperatur auf, der tiefkalte Druckstickstoff wird
in der Regel direkt aus der Hochdrucksaule einer Luft-
zerlegungsanlage entnommen. Dieses Kuhlverfahren
kann beispielsweise bei einer Krypton-Xenon-Saule oder
in einer Kryptonsaule zur Reinigung von Krypton einge-
setzt werden.

[0005] Die beiden oben beschriebenen Verfahren sind
betriebstechnisch nicht vollstandig zufriedenstellend.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren der eingangs genannten Art sowie eine
entsprechende Vorrichtung anzugeben, die eine beson-
ders glnstige Betriebsweise erlauben, insbesondere ei-
nen besonders zuverlassigen und stabilen Betrieb des
Trennprozesses.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelést. Das Kihlmedium wird also
nicht wie bei den bekannten Verfahren durch Zumi-
schung eines kalten Stroms auf die bendétigte Temperatur
abgekihlt, sondern durch indirekten Warmeaustausch
in einem Warmetauscher. Die Kalte wird dabei nicht in
Form eines kalten Gasstroms, der haufig nicht ohne Wei-
teres verfligbar ist, zur Verfligung gestellt, sondern durch
eine Flissigfraktion, die leicht in einem Flussigtank vor-
ratig gehalten werden kann. AuRerdem ist die Tempera-
tureinstellung durch Zumischung einer Flissigkeit rege-
lungstechnisch wesentlich einfacher als bei der Vermi-
schung zweier Gasstrome. Dennoch besteht bei der Er-
findung nicht die Gefahr, dass FlUssigkeit unbeabsichtigt
in den Kopfkondensator gelangt und dort die Temperatur
so weit absenkt, dass Komponenten des Kopfgases aus-
frieren und die Passagen des ersten Kopfkondensators

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

verlegen.

[0008] Durch die erfindungsgemaRe Regelmethode
kann eine entsprechende Anlage besonders schnell in
Betrieb genommen werden und ihr Betrieb wird beson-
ders sicher und zuverlassig.

[0009] Gegenstand der Erfindung ist nicht die Zumi-
schung der Flissigfraktion nur wahrend spezieller Be-
triebsfalle, zum Beispiel dem Anfahren, insbesondere
dem Kaltfahren der Anlage. Im Rahmen der Erfindung
wird vielmehr wahrend des stationdren Betriebs des De-
stilliersaulen-Systems eine Flissigfraktion dem Kihime-
dium zugemischt, vorzugsweise kontinuierlich. (Selbst-
verstandlich kann daruber hinaus auch in nichtstationa-
ren Betriebsféllen, beispielsweise beim Anfahren, die
Aufrechterhaltung oder sogar Verstarkung der Flissig-
zufuhr sinnvoll sein.)

[0010] In einer ersten Variante der Erfindung ohne
Kreislaufwird das vermischte Kiihimedium stromabwarts
des Warmetauschers nicht zu dem ersten Kopfkonden-
sator zurlickgefiihrt. In diesem Fall wird kein Teil des
Klhlmediums im Kreislauf gefiihrt, sondern das "ver-
brauchte" Kihimedium wird entweder verworfen, als Pro-
dukt abgezogen oder zu anderen Zwecken genutzt.
[0011] Eine zweite Variante der Erfindung weist das
System analog zu DE 4202468 A1 einen Kreislauf auf,
in dem ein Teil des vermischten Kiihimedium stromab-
warts des Warmetauschers zu dem ersten Kopfkonden-
sator zuriickgefiihrt wird. Allerdings dient dieser Kreislauf
nicht zur Kalteerzeugung, sondern das zuriickgefiihrte
Kihlmedium wird in dem Kreislauf nicht arbeitsleistend
entspannt. Vielmehr wird die gesamte zurlickgefiihrte
Kihlmediummenge zum ersten Kopfkondensator zu-
rickgeleitet, ohne dass ein Teil davon arbeitsleistend
entspanntwiirde. Vorzugsweise wird das zurlickgefihrte
Kihlimedium in dem Kreislauf iberhaupt nicht entspannt,
das heil’t keinem dezidierten Entspannungsschritt unter-
zogen. Dennoch ist ein Kreislaufgeblase notwendig; die-
ses dient aber nur der Uberwindung des natiirlichen
Druckunterschieds in den Leitungen, Apparaten und Re-
geleinrichtungen. Das Druckverhaltnis am Kreislaufge-
blase betragt beispielsweise hdchstens 1,0 bar und liegt
vorzugsweise zwischen 150 und 500 mbar.

[0012] Beiden Varianten gemeinsam ist, dass die Kal-
te fur die Kihlung des ersten Kopfkondensators nicht
durch Entspannung des Kihimediums erzeugt wird, son-
dern Uberwiegend beziehungsweise ausschlieBlich
durch die Verdampfungswéarme der zugemischten Flis-
sigfraktion. Die zugemischte Flissigfraktion wird dabei
sehr schnell verdampft, sodass das Kiihimedium selbst
standig gasformig bleibt, auch dann, wenn es im Kreis-
lauf geflihrt wird. Das gasférmige Kihimittel in der Zulei-
tung zum ersten Kopfkondensator bleibt bei beiden Va-
rianten ohnehin vollstandig gasférmig, sowohl wahrend
der Abkuhlung im Warmetauscher durch indirekten War-
meaustausch mit dem vermischten Kuhimedium, als
auch auf dem Weg von diesem Warmetauscher zum er-
sten Kopfkondensator.

[0013] Das gebrauchte Kihimedium kann stromab-
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warts der Zumischung der Flissigfraktion und stromab-
warts des indirekten Warmeaustauschs in die Atmospha-
re abgeblasen werden (erste Variante). Alternativ wird
es in einen Kuhlkreislauf eingefiihrt; dabei kann es sich
um einen vom ersten Kopfkondensator unabhangigen
Kreislauf handeln, der andere Driicke beziehungsweise
Temperaturen bendtigt, (erste Variante) oder um einen
oben erwadhnten Kreislauf mit Rickfihrung Uber ein
Kreislaufgeblase zum ersten Kopfkondensator (zweite
Variante).

[0014] Wenndas Kiihimedium gemaR der zweiten Va-
riante in einem Kreislauf durch den ersten Kopfkonden-
sator gefiihrt wird, ist daflir ein Kihimedium einzusetzen,
der in dem Kreislauf nicht kondensiert. Das gesamte
Kahlmittel, das in dem Kreislauf gefiihrt wird, bleibt also
an allen Stellen des Kreislaufs gasférmig.

[0015] Besonders bei Tieftemperatur-Trennverfahren
ist es glinstig, wenn als gasférmiges Kihlmedium, und
vorzugsweise auch als Flussigfraktion, Stickstoff einge-
setzt wird. Stickstoff ist einfach und sicher zu handhaben
und aulRerdem kostenglinstig verfligbar, auch in tiefkal-
ter flissiger Form. Unter "Stickstoff’ wird hier technisch
reiner oder im Wesentlichen reiner Stickstoff verstanden;
seine Reinheit betragt mindestens 95 mol-%, vorzugs-
weise mehr als 99 mol-%. Alternativ kann jeder andere
Stoff als Kiihimedium eingesetzt werden, der bei den vor-
kommenden Temperaturen nicht kondensiert, beispiels-
weise trockene Luft, etwa in Kombination mit Flis-
sigstickstoff als Flussigfraktion.

[0016] Das indirekt gekihlte gasférmige Kihimedium
kann parallel zur Kopfkiihlung von zwei oder mehreren
Destilliersdulen verwendet werden, indem das abgekuhl-
te Kithimedium auf deren zwei Kopfkondensatoren auf-
geteilt wird, wie es im Patentanspruch 4 im Einzelnen
beschrieben ist. Dies ist insbesondere dann giinstig,
wenn ein Strom der ersten Destilliersaule (zum Beispiel
deren Kopfprodukt, insbesondere ein kryptonreiches
Gas) in der zweiten Destilliersaule weiter aufgetrennt
wird.

[0017] Die Erfindung betrifft auRerdem die Anwen-
dung des Verfahrens bei der Krypton-Xenon-Gewinnung
gemal den Patentanspriichen 5 bis 7. Hier wird insbe-
sondere ein krypton- und xenonhaltiges Stoffgemisch 1
getrennt, welches im Ubrigen im Wesentlichen aus Sau-
erstoff besteht und beispielsweise durch ein Rohprodukt
aus einer oder mehreren Luftzerlegungsanlagen gebildet
wird. Dieses Stoffgemisch wird zum Beispiel in einer er-
sten Destilliersaule, die als Krypton-Xenon-Saule aus-
gebildet ist, in eine kryptonreiche Kopffraktion und eine
xenonreiche Sumpffraktion zerlegt. Die kryptonreiche
Kopffraktion wird in einer Kryptonsaule weiter in reines
Krypton und eine Restfraktion im Sumpf zerlegt.

[0018] Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
gemal den Patentanspriichen 8 bis 10. Die Mischein-
richtung der Vorrichtung ist zur Zumischung der Flissig-
fraktion wahrend des stationdren Betriebs des Destillier-
saulen-Systems ausgebildet, das heil’t sie weist eine Re-
geleinrichtung auf, welche die Mischeinrichtung wéhrend
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des stationdren Betriebs automatisch entsprechend ein-
stellt.

[0019] Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten der
Erfindung werden im Folgenden anhand eines in der
Zeichnung schematisch dargestellten Ausfihrungsbei-
spiels naher erlautert. Das Ausflhrungsbeispiel zeigt ein
Verfahren zur Trennung eines krypton- und xenonhalti-
gen Stoffgemischs durch Tieftemperatur-Destillation,
das unmittelbar an eine Tieftemperatur-Luftzerlegungs-
anlage angeschlossen oder selbststdndig aufgebaut
sein kann. In dem Beispiel weist das Destilliersdulen-
System zwei Destilliersaulen (2, 5) auf.

[0020] Das krypton- und xenonhaltige Stoffgemisch 1
wird durch ein Rohprodukt aus einer oder mehreren Luft-
zerlegungsanlagen gebildet. Es enthalt auer Krypton
und Xenon noch Sauerstoff. Das krypton- und xenonhal-
tige Stoffgemisch 1 wird in dem Beispiel in flissigem Zu-
stand in eine Krypton-Xenon-Saule 2 ("erste Destillier-
saule") eingeleitet und dort in eine kryptonreiche Kopf-
fraktion 3 und eine xenonreiche Sumpffraktion 4 zerlegt.
Die xenonreiche Sumpffraktion 4 kann weiter zu reinem
Xenon aufbereitet werden, beispielsweise in einer Get-
ter-Einheit (nicht dargestellt). Die kryptonreiche Kopf-
fraktion 3 wird in gasférmigem Zustand einer Krypton-
saule 5 ("zweite Destilliersdule™) als zu zerlegendes
Stoffgemisch zugeleitet. Vom Kopf der Kryptonsaule 5
wird flissiges reines Krypton als Endprodukt abgezogen.
Am Sumpf der Kryptonséule 5 wird ein flissiger Rest-
strom entnommen.

[0021] Die beiden Destilliersaulen 2, 5 weisen Kopf-
kondensatoren auf, einen "ersten Kopfkondensator" 101
und einen zweiten Kopfkondensator 201, sowie Sumpf-
heizungen 102, 202, die in dem Beispiel elektrisch be-
heiztwerden. Die beiden Kopfkondensatoren werden ge-
malR der Erfindung mit einem indirekt abgekihlten gas-
férmigen Kihimedium 10 beheizt, das in dem Beispiel
durch Stickstoff gebildet wird. Sie sind beide als Riick-
laufkondensatoren ausgebildet, das heif3t innerhalb der
Kondensationspassagen flie3t das gebildete Kondensat
aufgrund seiner Schwerkraft nach unten und anschlie-
Bend zurlick in den Kopf der Destilliersaule.

[0022] Warmer Druckstickstoff 11 wird unter etwa Um-
gebungstemperatur in einen Warmetauscher 19 einge-
leitet und dort durch indirekten Warmeaustausch aufeine
Temperatur von etwa 130 K abgekihlt. Das abgekihlte
Kihlmedium 10 wird auf einen ersten Teilstrom 110 und
einen zweiten Teilstrom 210 aufgeteilt, die jeweils den
Kopfkondensatoren 101, 201 zugeleitet werden, wo sie
in indirekten Warmeaustausch mit dem kondensieren-
den Kopfgas der jeweiligen Destilliersaule treten und da-
bei Warme aufnehmen. Nach Anwarmung im Kopfkon-
densator werden die beiden Kiuhlmediumsstréme Uber
Ventile 111,211 und Leitungen 112, 212 wieder vereinigt
und strémen gemeinsam Uber Leitung 12 einer Misch-
einrichtung 13 zu, wo dem gemeinsamen KuhImittel-
strom flissiger Stickstoff (eine "Flissigfraktion des Kiihl-
mediums") zugemischt wird. Das vermischte Kiihimedi-
um 18 wird in den Warmetauscher 19 eingeleitet und
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entzieht dort dem Strom 11 Wéarme. Durch das Ventil 17
wird die Menge der zugemischten Flussigkeit eingestellt
und damit die Temperatur des Kihlmediums 110, 210
am Eintritt in die Kopfkondensatoren geregelt.

[0023] Der tiefkalte, flissige Stickstoff 14, 16 wird ei-
nem FlUssigtank entnommen, falls notwendig mittels ei-
ner Pumpe oder Druckaufbauverdampfung am Tank auf
denselben Druck wie der gasférmige Druckstickstoff 11
gebracht (bis hierher in der Zeichnung nicht dargestellt)
und anschlieRend einem Abscheider (Phasentrenner) 15
zugefiihrt, um einen mdglichen Gasanteil 20 vom Ventil
17 fernzuhalten. Der Gasanteil 20 aus dem Abscheider
15 wird gemeinsam mit dem angewarmten vermischten
Kihlmedium 21 (ber Leitung 22 in die Atmosphare ab-
geblasen. Alternativ kann der Gasanteil 20 kalt abgebla-
sen werden.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Trennung eines Stoffgemischs durch
Destillation in einem Destilliersdulen-System, das
mindestens eine erste Destilliersaule (2) aufweist,
wobei bei dem Verfahren das Stoffgemisch (1) in die
erste Destilliersaule (2) eingeleitet wird, eine Kopf-
fraktion aus der ersten Destilliersdule in einem er-
sten Kopfkondensator (101) in indirektem Warme-
austausch mit einem gasférmigen Kihimedium (11,
10, 110) mindestens teilweise kondensiert wird und
das dabei gewonnene Kondensat mindestens teil-
weise als Ricklauf auf die erste Destilliersaule (2)
aufgegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass
wahrend des stationdren Betriebs des Destilliersdu-
len-Systems dem gasférmigen Kidhlmedium (112,
12) stromabwarts des ersten Kopfkondensators
(101) eine Flussigfraktion (14, 16) des Kiihimediums
zugemischt (13) wird, das dabei gebildete vermisch-
te Kihimedium (18) durch einen Warmetauscher
(19) geleitet wird, in dem das gasférmige Kiihimedi-
um (11) stromaufwarts des ersten Kopfkondensa-
tors (101) durch indirekten Warmeaustausch abge-
kiihlt wird, die Temperatur des Kihimediums (110)
beim Eintritt in den ersten Kopfkondensator (101)
durch Einstellung (17) der Menge der zugemischten
Flussigfraktion (16) geregelt wird und dass das ver-
mischte Kihlmedium (18) stromabwarts des War-
metauschers (19) entweder nicht zu dem ersten
Kopfkondensator (101) zurlickgeflhrt wird oder
dass ein Teil des vermischten Kiihimediums (18)
stromabwarts des Warmetauschers (19) in einem
Kreislauf, der ein Kreislaufgeblase aufweist, zu dem
ersten Kopfkondensator (101) zurtickgefihrt wird,
wobei das zurilickgefihrte Kihimedium in dem
Kreislauf nicht arbeitsleistend entspannt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das gesamte KuhImittel, das in dem
Kreislauf gefuihrt wird, an allen Stellen des Kreislaufs
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gasférmig ist.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als gasférmiges Kihimedium
(11) Stickstoff eingesetzt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Destilliersaulen-
System eine zweite Destilliersaule (5) aufweist, wo-
bei eine Kopffraktion aus der zweiten Destilliersaule
(5) in einem zweiten Kopfkondensator (201) in indi-
rektem Warmeaustausch mindestens teilweise kon-
densiert wird und das dabei gewonnene Kondensat
mindestens teilweise als Riucklauf auf die zweite De-
stilliersaule (5) aufgegeben wird und wobei das ab-
gekihlte gasférmige Kihlmedium (10) stromab-
warts des Warmetauschers in einen ersten und ei-
nen zweiten Teilstrom (110, 210) aufgeteilt wird und
der erste Teilstrom (110) dem ersten Kopfkonden-
sator (101) und der zweite Teilstrom (210) dem zwei-
ten Kopfkondensator (201) zugefiihrt werden.

Anwendung des Verfahrens nach einem der Anspru-
che 1 bis 4 in einem Verfahren zur Krypton-Xenon-
Gewinnung, wobei die erste Destilliersaule (2) durch
eine Krypton-Xenon-Saule gebildet wird, in der ein
krypton- und xenonhaltiges Stoffgemisch (1) in eine
kryptonangereicherte (3) und eine xenonangerei-
cherte (4) Fraktion zerlegt wird.

Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprii-
che 1 bis 4 in einem Verfahren zur Krypton-Xenon-
Gewinnung, wobei die erste Destilliersaule durch ei-
ne Kryptonsaule (5) gebildet wird, in der ein Kryp-
tonprodukt (6) aus einer kryptonangereicherten
Fraktion (3) gewonnen wird.

Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 4 in ei-
nem Verfahren zur Krypton-Xenon-Gewinnung, wo-
bei die erste Destilliersaule durch eine Krypton-Xe-
non-Saule (2) gebildet wird, in der ein krypton- und
xenonhaltiges Gemisch (1) in eine kryptonangerei-
cherte (3) und eine xenonangereicherte (4) Fraktion
zerlegt wird, und wobei die zweite Destilliersdule
durch eine Kryptonsaule (5) gebildet wird, in der ein
Kryptonprodukt (6) aus der kryptonangereicherte
Fraktion (3) gewonnen wird.

Vorrichtung zur Trennung eines Stoffgemischs
durch Destillation mit einem Destilliersaulen-Sy-
stem, das mindestens eine erste Destilliersaule (2)
aufweist, mit einer Einsatzleitung zum Einleiten des
Stoffgemischs (1) in die erste Destilliersaule (2), mit
einem ersten Kopfkondensator (101) zur Kondensa-
tion einer Kopffraktion aus der ersten Destillierséule
in indirektem Wéarmeaustausch mit einem gasférmi-
gen Kihlmedium (11, 10, 110) und mit Mitteln zum
Aufgeben des im ersten Kopfkondensator gewonne-
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nen Kondensats als Riicklauf in die erste Destillier-
saule (2), gekennzeichnet durch eine Mischein-
richtung (13) zum Zumischen einer Flissigfraktion
(14, 16) des Kihlmediums zu dem gasférmigen
Kihlmedium (12) stromabwarts des ersten Kopfkon-
densators (101) wahrend des stationaren Betriebs
des Destilliersdulen-Systems und miteinem Warme-
tauscher (19) zum Abkuhlen des gasférmigen Kuhl-
mediums (11) stromaufwarts des ersten Kopfkon-
densators (101) durch indirekten Warmeaustausch
mit dem in der Mischeinrichtung gebildeten ver-
mischten Kiihimedium (18) und mit Mitteln (17) zur
Regelung der Temperatur des Kiihimediums (110)
beim Eintritt in den ersten Kopfkondensator (101)
durch Einstellung der Menge der zugemischten
Flussigfraktion (16), wobei die Vorrichtung entweder
keine Mittel zum Zuriickfihren des vermischten
Kihimediums (18) stromabwarts des Warmetau-
schers (19) zu dem ersten Kopfkondensator (101)
aufweist oder die Vorrichtung einen Kreislauf mit
Kreislaufgeblase zum Zuriickfihren eines Teils des
vermischten Kuhlmedium (18) stromabwarts des
Warmetauschers (19) zu dem ersten Kopfkonden-
sator (101) aufweist, der Kreislauf aber keine Mittel
zur arbeitsleistenden Entspannung des zuriickge-
fuhrten Kiilhimedium enthalt.

Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der das Destillier-
saulen-System eine zweite Destilliersaule (5) und ei-
nen zweiten Kopfkondensator (201) zur Kondensa-
tion einer Kopffraktion aus der zweiten Destilliersau-
le (5) in indirektem Warmeaustausch mit einem gas-
férmigen Kihimedium (210) aufweist, gekenn-
zeichnet durch Mittel zum Aufteilen des abgekiihl-
ten gasférmigen Kiuhlmediums (10) stromabwarts
des Warmetauschers (19) in einen ersten und einen
zweiten Teilstrom (110, 210) und durch Mittel zum
Zufiihren des ersten Teilstroms (110) zum ersten
Kopfkondensator (101) und des zweiten Teilstroms
(210) zum zweiten Kopfkondensator (201).

Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Destilliersaule durch
eine Krypton-Xenon-Saule (2) oder durch eine Kryp-
tonsaule (5) gebildet wird beziehungsweise die erste
Destilliersaule durch eine Krypton-Xenon-Saule (2)
und die zweite Destilliersdule durch eine Krypton-
saule (5) gebildet werden.
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